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（~5μm 厚）に注入し、交流電場(正弦波)印加による微粒子の運動を観測した。観測は CCD カメラ付き
偏光顕微鏡により行い、その際の温度は透明のホットプレートにより制御した。 






が電場強度の 2 乗に比例する傾向が観測された。 
これら交流電場に対する直交運動、また微粒子運動速度が電場強度の 2 乗に比例するという点から、
Induced-Charge Electro-Osmosis (ICEO) [1]を基に、微粒子周りの液晶分子配向の非対称性による Induced 
Charge Electrophoresis (ICEP) [2]モデルを、微粒子運動の駆動メカニズムとして考察を行った。 
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図.1 P セルでの微粒子運動模式図 図.2 P セルでの微粒子運動速度の電場強度依存性 
